Załącznik nr 1 

Wymagania i parametry techniczne reaktora PECVD do osadzania warstw dielektrycznych 

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2010
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4. 
	Producent urządzenia
	
	podać



	5.
	Urządzenie
	Fabrycznie nowe, nieużywane
	potwierdzić

	6.
	Wymagania ogólne
	Reaktor plazmowy PECVD do osadzania cienkich warstw (o jakości przyrządowej) z fazy gazowej techniką plazmową (PECVD)
	potwierdzić

	7.
	Rodzaje procesów
	Osadzanie: SiO2, Si3N4, SiOxNy (w tym low stress), SiC, Si amorficzny
	potwierdzić

	8
	Generacja plazmy
	Generator RF o mocy ( 300 W,  z automatycznym układem dopasowania impedancji (górna elektroda)
	potwierdzić i podać

	9.
	Generator zmiennej częstotliwości
	Zmiana częstotliwości minimum w zakresie 100 – 400 kHz; moc generatora ( 600 W; automatyczne przełączanie MHz/KHz
	potwierdzić i podać

	10.
	Komora procesowa
	Zoptymalizowana dla osadzania warstw na  podłożach 4’’ oraz 6’’, o grubości do 1 cm
	potwierdzić

	
	
	Wykonana z aluminium bez połączeń spawanych i skręcanych 
	potwierdzić

	
	
	Wyposażona we flansze dla pompy, o średnicy ( 120 mm
	potwierdzić i podać

	
	
	Wyposażona w dwie flansze o średnicy ( 40 mm z oknem obserwacyjnym (viewport)
	potwierdzić i podać

	11.
	Elektroda podłożowa 
	Grzana do temp. 400 (C; z precyzyjną regulacją temperatury ≤ (2(C 
	potwierdzić i podać

	12.


	System próżniowy komory procesowej
	Pompa rootsa/pompa sucha; o wydajności ( 300 m3/h
	potwierdzić i podać

	
	
	Automatyczna kontrola próżni wstępnej oraz ciśnienia w trakcie procesów
	potwierdzić

	13.
	Komputer z monitorem LCD
	Konfiguracja minimum: procesor Intel Core 2 Duo, min. 2.66 GHz, 4 MB cache, pamieć RAM: min. 2 GB; dwa dyski twarde po min. 320 GB; nagrywarka DVD, porty USB, system operacyjny Windows XP Pro lub Windows 7, Monitor LCD min. 17”, klawiatura, mysz, karta sieciowa, UPS (1500 VA/1000 W, stolik na wymienione komponenty komputerowe (kompatybilny z wymaganiami pomieszczenia typu cleanroom)
	potwierdzić i podać

	14.
	Sterowanie reaktora
	Przy pomocy komputera z zainstalowanym oprogramowaniem współpracującym z systemem Windows XP Pro lub Windows 7
	potwierdzić i podać

	15.
	6 linii gazowych 
	wyposażonych w zawory, kontrolery przepływu (MFC) i manometry, w tym trzy linie z bypass’em*:

SiH4*,CH4*, NH3*, Ar, N2O, N2
	potwierdzić

	16.
	Dwuetapowy test akceptacyjny:

a) Wstępny test akceptacyjny w siedzibie Wykonawcy

b) Końcowy test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego 


	Wykonanie procesów osadzania według załącznika nr 2 do siwz;

Ocenie podlegać będzie szybkość osadzania, jakość warstw, powtarzalność procesów, oraz jednorodność osadzania;

podłoża do procesów dostarcza Zamawiający
	potwierdzić

	17.
	Termin wykonania przedmiotu zamówienia
	Do 15.03.2011r., nie wcześniej niż 15.01.2011r.


	podać

	18.
	Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia
	Dla trzech osób, podczas testów akceptacyjnych
	potwierdzić

	19. 
	Szkolenie w zakresie konstrukcji i bieżącego utrzymania urządzenia
	Dla trzech osób, w siedzibie Wykonawcy urządzenia, zapewnione w ciągu kilku miesięcy od instalacji urządzenia u Zamawiającego
	potwierdzić

	20.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna 
	w języku polskim lub angielskim; 

· instrukcja obsługi: w formacie pdf  oraz jeden egzemplarz na papierze bezpyłowym

· dokumentacja techniczna: w formacie pdf  oraz jeden egzemplarz wydrukowany na papierze
	potwierdzić

	21.
	Części zużywalne w okresie gwarancji
	Zapewnione, dostarczone wraz z urządzeniem
	potwierdzić i podać listę części zużywalnych

	22.
	Części zamienne
	Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego
	potwierdzić

	23.
	Pomoc techniczna i procesowa 
	Dostępna przez telefon przez min. 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego
	potwierdzić

	24.
	Reakcja serwisu 
	W ciągu maksymalnie trzech dni roboczych od zgłoszenia awarii  
	potwierdzić

	25.
	Zapewnienie wsparcia technicznego oraz technologicznego
	Zapewnione w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego
	potwierdzić

	26.
	Okres gwarancji 
	Minimum 12 miesięcy - liczony od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego
	potwierdzić i podać

	27.
	Serwis pogwarancyjny
	Zapewnione w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego
	potwierdzić

	28.
	Wymagania instalacyjne
	Załączyć warunki instalacji

urządzenia elektryczne, gazowe i

inne
	podać


*Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
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